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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

(§) Operationsmikroskop 

@ Die Erfindung betrifft ein Operationsmikroskop, das so- 
wohl die Betrachtung der roten Reflexion als auch des 
Schattenkontrastes in Bildern eines Ope ratio nsobjektes 
ermoglicht, das ein optisches Beobachtungssystem 2 mit 
einer Objektivtinse 1; ein optisches Beleuchtungssystem 
4 mit mindestens einer AuslalSkante 6a fur Beleuchtungs- 
licht von einer Lichtquelle 5 r 30, ein Prisma 3 r das das 
Licht von der Lichtquelle 5, 30 auf die Objektivlinse 1 ent- 
lang eines optischen Weges neben der optischen Achse L 
der Objektivlinse 1 auftreffen la&t, und mindestens eine 
Abdeckplatte 7 neben der AuslaSkante 6a fur das Be- 
leuchtungslicht der Lichtquelle 5 f 30 zur Einstellung eines 
Bereichs der Ausla&flache fur Beleuchtungslicht der Au- 
Benkante, wobei durch die AuslaStlacheneinstellmittel 7, 
21, 41 mindestens zwei Beieuchtungsarten des Auges 
durch die Objektivlinse 1 ausgewahlt werden konnen aus: 
vol Island ige Beleuchtung, etwa koaxiale Bel eucht Ling 
und Beleuchtung unter einem Winkel. 
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Beschreibung 
Die Erfindung betrifft ein Operationsmikroskop. 

Bei Operationsmikroskopen, wie sie bei opthalinologi- 5 
schen Operationen eingesetzt werden, kann die erwiinschte 
Reflexion von der Retina der Augen des Patienten im Roten 
Bereich erhaiten werden, indem die Achse des Beleuch- 
tungssystems an die Sichtachse des Auges eines Patienten 
angenShert wird. So wird beispielsweise bei kontinuierli- 10 
cher kurvilinearer Capsulorhexis (CCC), wie sie bei der Lin- 
senextraktion bei Kataraktoperationen durchgefuhrt wird, 
die visueile Unterscheidung fur eine Vorderkapselein- 
schnittkante erhoht. Andererseits ist es bei der obengenann- 
ten coaxialen Beleuchtung schwierig, eine Stereomodeilie- 15 
rung des Bildes der Augen zu erhaiten, beispielsweise ist es 
schwierig, die Hefe der Vorderkammer und des Augeninne- 
rcn zu vcrstchcn. 

Das Beleuchtung slicht fur die rote Reflexion ist das als 
Hauptreflexion (0°) der Augenpupille eines Patienten zu- 20 
riickgeworfene Licht. Denizufolge wird dieses wenn der 
Auftreffwinkel des Beleuchtungslichtes groBer als die Sicht- 
achse der Augen eines Patienten ist, dieses zu einem diffu- 
sem Reflexionslicht, das die rote Reflexion nicht vollstandig 
bewirken kann. Hier kann diffuse Reflexion durch Abdek- 25 
ken eines Teils des Beleuchtungslichtes vermieden werden, 
sodaB die rote Reflexion leicht zu betrachten ist. Fur die Mo 
dellierung des Bildes ist es notwendig und (die rote Refle- 
xion wird nicht benotigt), wenn ein Teil des Beleuchtungs- 
lichtes, das von oben auf die Augen eines Patienten fallt, ab- 30 
gedeckt wird und das Beleuchtungslicht unter einem Winkel 
auftrifft. So kann der Schattenkontrast des Bildes erhoht 
werden und eine Modellierung des betrachteten Bildes er- 
zielt werden. 

Fur die Beobachtung der roten Reflexion und des Schat- 35 
tenkontrastes wird vorgeschlagen, daB ein Operationsmikro- 
skop Beleuchtung mit zwei Arten Beleuchtungslicht unter 
Winkeln von 2° und 6° zur optischen Achse einer Objektiv- 
linse durchfuhren kann. Ein solches Operationsmikroskop 
wird mit zwei polarisierenden konstruiert, die dazu einge- 40 
setzt werden, Licht von einer Lichtquelle auf die Objektiv- 
linse unter Winkeln von 2° und 6° zur optischen Achse der 
Objektivlinse auffallen zu lassen. Beirn Operationsmikro- 
skop ist es problematisch, da ein Teil des Lichtes von der 
Lichtquelle von zwei polarisierenden Spiegeln ab gedeckt 45 
wird, das Problem, daB das optische System urn die Objek- 
tivlinse und dem Mechanismus zum Einschieben eines Ab- 
deckmechanismus kompliziert ist Es ist daher Aufgabe der 
Erfindung, die Nachteile des Standes der Technik zu vermei- 
den. " 50 

Die Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein Operati- 
onsmikroskop mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 
gelost Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den 
Unteranspruchen. 

Die Erfindung schafTt also ein Operationsmikroskop, bei 55 
dem eine komplizierte optische Struktur neben der Objek- 
tivlinse und ein komplizierter Mechanismus fur das Abdek- 
ken vermieden werden und Beobachtung sowohl der roten 
Reflexion als auch des Schattenkontrastes in einem Bild ei- 
nes Objekts sehr einfach stattfinden kann. 60 

Dabei weist das erfindungsgemaBe Operationsmikroskop 
ein optisches Beobachtungssystem mit einer Objektivlinse 
mit einer AuslaBkante fur Beleuchtungslicht von einer 
Lichtquelle, ein polarisierendes optisches Element zur Be- 
leuchtung cincs Opcrationsobjckts durch Einfallcn lassen 65 
des Beleuchtungslichtes aus der Austrittskante auf die Ob- 
jektivlinse entlang eines optischen Weges neben der opti- 
schen Achse der Objektivlinse; und Auslassflacheneinstell- 


mittel neben der AuslaBkante des Beleuchtungslichtes der 
Lichtquelle, urn die Auslassflache des Beleuchtungslichtes 
an der Auslasskante einzustellen, wodurch das Auslassfla- 
cheneinstellrrrittel mindestens zwei Beleuchtungsarten: voll- 
standige Beleuchtung und fast coaxiale Beleuchtung unter 
einem Winkel durchfuhren kann, wodurch das Beleuch- 
tungslicht durch die Objektivlinse auf das Operationsobjekt 
rallt 

ErfindungsgemaB wird ein polarisierendes optisches Ele- 
ment neben der Objektivlinse im Operationsmikroskop an- 
geordnet und die Auslassflacheneinstelirnittel zum Einstel- 
len der Auslassflache des Beleuchtungslichtes neben der 
AuslaBkante des Beleuchtungslichtes angeordnet. So wer- 
den durch Einstellen eines Bereichs der Auslassflache des 
Beleuchtungslichtes an der Auslasskante unter Verwendung 
der Auslassflachenemstellmittel mindestens zwei Beleuch- 
tungsarten aus: vollstandige Beleuchtung, coaxiale Beleuch- 
tung und Beleuchtung unter einem Winkel mit dem durch 
die Objektivlinse auf das Operationsobjekt auffailenden Be- 
leuchtungslicht durchgefuhrt. 

Eine Komplizierung der optischen Struktur durch ein po- 
larisierendes optisches Element neben der Objektivlinse 
oder durch Einsatz eines Abdeckmechanismus kann so ver- 
mieden werden. Durch diesen extrem einfachen Betrieb ist 
die Beobachtung der roten Reflexion und des Schattenkon- 
trastes in einem Bild des Objektes durch Einstellung der 
Auslassemstellrnittel alleine moglich. Ferner kann ein nor- 
males Bild erhaiten werden. 

GemaB Anspruch 2 weist das Auslassflachenemstellmit- 
tel ein AuslaBflacheneinstellteil auf, das neben der Flache 
der Auslasskante angeordnet ist, um einen Abdeck-Zustand 
zu erreichen, bei dem ein oberster oder unterster Teil der 
Auslassflache des Beleuchtungslichtes an der Auslasskante 
abgedeckt oder nicht abgedeckt wird. 

ErfindungsgemaB wird durch Einstellen nur des AuslaB- 
flachenemsteilrnittels ein abgedeckter Zustand, bei dem ein 
Teil der obersten oder untersten Auslassflache des Beleuch- 
tungslichtes an der Auslasskante abgedeckt oder nicht abge- 
deckt wird, erhaiten. So kann extrem einfach die Beobach- 
tung sowohl der roten Reflexion, als auch des Schattenkon- 
trasts im Bild durch das Objektiv erhaiten werden. Ferner 
kann ein normales Bild erhaiten werden. 

GemaB Anspruch 3 besitzt das Auslassflachenemstellmit- 
tel ein bewegbares AuslaBflacheneinstellteil gegeniiber der 
Auslasskante, um einen abdeckenden Zustand zu erreichen, 
bei dem ein oberster oder unterster Teil der Auslassflache 
des Beleuchtungslichtes an der Auslasskante abgedeckt 
wird, oder einen nicht abdekkenden Zustand an der Auslass- 
kante, wobei Betatigungsmittel fur das Auslassflachenein- 
stelirnittel vorgesehen sind. 

ErfindungsgemaB wird ein abdeckender Zustand, so daB 
ein oberster oder unterster Teil der Auslassflache des Be- 
leuchtungslichtes an der Auslasskante abgedeckt oder nicht 
abgedeckt wird, an der Auslasskante erhaiten, indem die 
Auslassflacheneinstelirnittel unter Verwendung der Betati- 
gungsmittel betatigt werden. So kann ein abdeckender Zu- 
stand, bei dem ein oberster oder unterster Teil der Auslass- 
flache des Beleuchtunglichtes an der Auslasskante abge- 
deckt wird oder aber der nicht abdeckende Zustand an der 
Auslasskante automatisch eingestellt werden. So kann sehr 
einfach sowohl die Beobachtung der roten Reflexion als 
auch des Schattenkontrastes bei einem Bild eines Objektes 
automatisch erhaiten werden. Femer kann ein normales Bild 
erhaiten werden. 

Nach Anspruch 4 stcllt das Auslassflachenemstellmittel 
den Bereich der Auslassflache des Beleuchtungslichtes an 
der Auslasskante kontinuierlich ein. 

Nach Anspruch 5 weist das Operationsmikroskop ein op- 
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Das optiscbe Beleuchtungssystem 4 besitzt eine erste 
Linse 9, eine zweite Linse 10 zum VergroBern des Lichtes 
von der Auslasskante 6a des Lichtwellenleiters 6 zur Aus- 
lasslcante des Prisma 3 und zeigt das vergroBerte Beleuch- 
tungslicht. 

Die Abdeckplatte 7 ist in Richtung des Pfeils, wie in Fig. 
2 gezeigt, manuell drehbar. Demzufolge sind mindestens 
drei Zustande, d. h. ein oben abgedeckter Zustand, wie in 
Fig. 2 gezeigt, ein unabgedeckter Zustand, wie in Fig. 3 ge- 
zeigt, und ein unten abgedeckter Zustand, wie in Fig. 4 ge- 
zeigt, erhaltlich. 

Beim oben abgedeckten Zustand wird die oberste Seite 
der AuslaBflache fair Beleuchtungslichtes an der AuslaB- 
kante 6a abgedeckt. Beim unabgedeckten Zustand ist die 
AuslaBkante des Beieuchtungslicbes an der AuslaBkante 6a 
nicht abgedeckt. Beim unten abgedeckten Zustand wird die 
unterste Seite der Ausgangsflache das Beleuchtungslichtes 
der AuslaBkante 6a abgedeckt. 

Falls notwendig, kann die Abdeckplatte 7 gedreht wer- 
den, urn eine Kombination des unabgedeckten Zustandes 
(siehe Fig. 3) rnit dem oben abgedeckten Zustand (siehe Fig. 
2 oder eine Kombination des unabgedeckten Zustandes mit 
dem unten abgedeckten Zustand (siehe Fig. 4) zu erreichen. 
_ In der ersten Ausfuhrungsform des Operationsimkro- 
skops der Erfindung entspricht, wenn die Abdeckplatte 7 
manuell gedreht wird, urn den oben abgedeckten Zustand, 
wie in Fig. 2 gezeigt, zu erreichen, der obere Abschnitt 7a 
der Abdeckplatte 7 verwendet; das vom optischen Beleuch- 
tungssystem 4 auf das Prisma 3 auftreffende Beleuchtungs- 
lichtbundel entspricht dem Bereich M a", wie in Fig. 5 ge- 
zeigt 

In Fig. 5a ist ein abgedeckter Zustand, der durch den obe- 
ren Teilabschnitt 7a der Abdeckplatte 7 erreicht werden 
kann, mit einer Schraflur gezeigt. 

Hier wird das Beleuchtungslicht vom Prisma 3 gebrochen 
und Slit durch die Objektivlinse in das Auge E. so fallt, wie 
in Fig* 5a gezeigt, das Beleuchtungslicht unter einem er- 
r wiinschten Winkel auf die optische Achse L der Objektiv- 
linse 1, so daB Beleuchtung unter einem Winkel erfolgt. 

Andererseits entspricht dann, wenn die Abdeckplatte 7 
manuell gedreht wird, um den unteren Abdeck-Zustand, wie 
in Fig. 4 gezeigt, zu erhalten, wobei der untere Teilabschnitt 
7b der Abdeck-Platte verwendet wird, der Bereich des Be- 
leucbtungslichtbundels, das vom optischen Beleuchtungssy- 
stem 4 auf das Prisma 3 fallt, dem Bereich "b", wie in Fig. 5 
gezeigt In Fig. 5b ist ein abgedeckter Bereich, der durch 
den unteren Teilabschnitt 7b des Abdeckplattes 7 hergestellt 
wird, mit Schrafrur gezeigt. 

Hier wird das Beleuchtungslicht vom Prisma 3 gebrochen 
und fallt Harm durch die Objektivlinse 1 in das Auge E. Wie 
in Fig. 5b gezeigt, trifft das Beleuchtungslicht unter einem 
Winkel nahe der optischen Achse L der Objektivlinse 1 auf, 
so daB angenahert koaxiale Beleuchtung durchgefuhrt wird. 

Ferner fallt, wie in Fig. 3 gezeigt, wenn die Abdeck-Platte 
7 manuell so gedreht wird, daB das Beleuchtungslicht von 
der AuslaBkante 6a auf das optische Beleuchtungssystem 4 
durch einen Raum zwischen dem oberen Teilabschnitt 7a 
und dem unteren Teilabschnitt 7b der Abdeck-Platte ver- 
lauft, ohrie daB Licht abgedeckt ist, das Beleuchtungslicht 
durch die Objektivlinse in das Auge E. So wird vollstandige 
Beleuchtung durchgefuhrt 

Durch einf aches Einstellen der Position der Abdeckplatte 
7 kann der abgedeckte Zustand mit abgedecktem oberen 
oder unteren Bereich oder der unabgedeckte Zustand an der 
AuslaBkante 6a cingcstcllt werden. So kann die gewiinschtc 
rote Reflexion und ein erwiinschter Schattenkontrast im Bild 
des Auges E beobachtet werden, ferner kann ein normales 
Bild des Auges E gegebenenfalls ohne die rote Reflexion 
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und den Schattenkontrast erhalten werden. Es konnen, da 
die Ausgangsflache des Beleuchtungslichtes an einer Seite 
der AuslaBkante 6a des Lichtwellenleiters 6 eingestellt wird, 
Komplikationen eines optischen Systems neben dem Prisma 
5 3 und der Objektivlinse 1 und Komplizierung eines Mecha- 
nismus aufgrund des Einschiebens eines Abdeck-Mechanis- 
mus mit der Abdeck-Platte 7 vermieden werden. 

Fig. 6a uns 6b zeigen ein Operationsmikroskop gemaB 
der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung. Wie in Fig. 6a 

10 uns 6b gezeigt, ist beispielsweise ein elektromagnetisches 
Solenoid U an der Abdeck-Platte T befestigt, die nur den 
oberen Teilabschnitt 7a der Abdeck-Platte besitzt, oder einer 
Abdeck-Platte T mit nur dem unteren Abschnitt 7b dersel- 
ben. So wird das elektromagnetische Solenoid 11 in seinen 

15 Erregungs- oder Nichterregungszustand durch FuBbetrieb 
mittels des FuBschalters 12 im Operationsmikroskop ver- 
setzt, so daB oben abgedeckte/vollstandige Beleuchtung 
(sichc Fig. 6a) oder unten abgcdccktc/vollstandigc Beleuch- 
tung automatisch durchgefuhrt wird. 

20 Falls mehrere elektromagnetische Solenoide vorgesehen 
sind und die Abdeck-Platten T und 7" verwendet werden, 
wird die oben abgedeckte/vollstandige Beleuchtung/untere 
Abdeckung automatisch durchgefuhrt. 

Bei diesem Aufbau kann einfach, wie durch FuBeinstel- 

25 lung mittels des FuBschalters 12, wie oben beschrieben, die 
erwiinschte rote Reflexion und der erwunschte Schattenkon- 
trast in einem Bild des Auges E beobachtet werden. Dann 
kann ein normales Bild des Auges E gegebenenfalls ohne 
die rote Reflexion den Schattenkontrast erhalten werden. 

30 

Ausfuhrungsform 2 

Fig. 7 und 9 sind Ansichten einer Abdeckplatte 21, die als 
AuslaBflachen Einstellmittel in einem Operationsmikroskop 

35 gemaB einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung vor- 
gesehen ist. Die Abdeckplatte 21 an der Seite der Auslass- 
kante 6A des Lichtwellenleiters besitzt eine Ofmung 22 
etwa der gleichen Flache wie die Auslasskante 6A und ist 
beispielsweise rechteckig. 

40 Durch Einsatz der Abdeckplatte konnen ein oberen abge- 
deckter, ein unabgedeckter und ein unten abgedeckter Zu- 
stand erhalten werden. Dies bedeutet, wie in Fig. 7 gezeigt, 
daB beim oben abgedeckten Zustand der obere Bereich der 
Auslassflache des Beleuchtungslichtes an der Auslasskante 

45 6A durch die obere Kante der Offrmng 22 abgedeckt wird. 
Wie in Fig. 8 gezeigt, milt beim nicht abgedeckten Zustand 
die Offhung 22 mit der Auslasskante 6A zusammen. Wie in 
F5 g- 9 gezeigt, ist beim unten abgedeckten Zustand die un- 
tere Seite der Auslassflache des Beleuchtungslichtes der 

50 Auslasskante 6A durch die untere Kante der Ofmung 22 ab- 
gedeckt. So wird, wie oben beschrieben, die erwunschte rote 
Reflexion und der Schattenkontrast in einem Bild des Auges 
E erhalten. Ferner kann ein normales Bild des Auges E ge- 
gebenenfalls ohne rote Reflexion und Schattenkontrast er- 

55 halten werden. 

Wie bei der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung wird 
beispielsweise ein elektromagnetisches Solenoid (nicht ge- 
zeigt) an der Abdeckplatte 21 befestigt, wobei die Position 
der Abdeckplatte 21 automatisch durch den im Operations- 

60 mikroskop vorgesehenen FuBschalter eingestellt werden 
kann. 

Ausfuhrungsform 3 

65 Fig. 10 zcigt schematise h den Aufbau eines Opcrations- 
mikroskops einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
Das in Fig. 10 gezeigte Operationsmikroskop besitzt in etwa 
den gleichen Aufbau wie das Operationsniikroskops gemaB 
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tisches Beobachtungssystem mit einer Objektivlinse, ein op- 
tisches Beleuchtungssystem mit einem durch ein Biindel op- 
tischer Fasern hergestellten Lichtwellenleiter, der Beleuch- 
tungslicht von einer Lichtquelle leitet. und einem polarisie- 
renden optischen Element, das ein Operationsobjekt durch 5 
Auftreffenlassen des Beleuchtungslichtes von einer Aus- 
lasskante des Lichtwellenleiters auf die Objektivlinse ent- 
lang eines optischen Weges neben der optischen Achse der 
Objektivlinse beleuchtet; Auslassflacheneinstellmittei an ei- 
ner Seite des Lichtwellenleiters mit einer Offhung etwa glei- 10 
cher Flache wie die Auslasskante dessselben, und ein Licht- 
wellenleiterbetatigungsmittel zur Bewegung der Auslass- 
kante des LWL, so daB ein abdeckender Zustand, bei dern 
ein oberster oder unterster Teil der Auslassflache des Be- 
leuchtungslichtes an der Auslasskante abgedeckt wird oder 15 
ein nicht abdeckender Zustand, dem die Auslasskante erhal- 
ten bleibt, durchgefiihrt wird. 

ErfindungsgcmaB kann dann, wcnn die Auslasskante des 
Lichtwellenleiters durch das Lichtwellenleiterbetatigungs- 
mittei zur Einstellung der Position des AusiaBflachenein- 20 
stellmittels zur Ofxhung bewegt wird, ein abgedeckter Zu- 
stand, bei dem ein oberster oder unterster Teil der Auslass- 
flache des Beleuchtungslichtes an der Auslasskante abge- 
deckt ist, oder ein nicht abdeckender Zustand, in dem die 
AuslasskanLe erhalten wird, durchgefiihrt werden. Eine 25 
Komplizierung der optischen Struktur, wie durch ein polari- 
sierendes optisches Element neben der Objektivlinse kann 
vennieden werden. Extrem einfach kann die Beobachtung 
der roten Reflexion wie auch der Schattenkontrast des Bil- 
des eines Objektes erhalten werden. Femer kann ein norma- 30 
les Bild erhalten werden. 

Nach Anspruch 6 weist das Operationsmikroskop femer 
Mittel zum Einstellen der Eingangsspannung der Licht- 
quelle gemaB einer Einstellposition des AuslaBflachenein- 
stellmittels auf. 35 

Ferner wird erfindungsgemaB die an die Lichtquelle ange- 
legte Eingangsspannung entsprechend der Einstellposition 
des AuslaBfla^heneinstellmittels eingestellt. Somit kann so- 
gar dann, wenn ein Teil der Auslassflache durch die Auslass- 
flachenemstellmittel abgedeckt ist, eine konstante Intensitat 40 
des Beleuchtungslichtes auf das Objekt, wie die Pupillenin- 
nenseite und die Peripherie einer Pupille, aufrechterhalten 
werden. 

Ferner kann das erfindungsgemaBe Operationsmikroskop 
Einstellmittel zum Einstellen der Beleuchtungslichtmenge 45 
von der Lichtquelle entsprechend der Abdekkung durch die 
Auslassfla^heneinstellinittel aufweisen. 

ErfindungsgemaB kann die Beleuchtungslichtmenge von 
der Lichtquelle gemaB der Abdeckung der Auslassflachen- 
emstellmittel eingestellt werden. Sogar dann, wenn ein Teil 50 
der Auslassflache durch die Auslassflacheneinstellmittei ab- 
gedeckt ist, kann eine konstante Intensitat des Beleuch- 
tungslichtes das auf ein Objekt, wie eine Pupilleninnenseite 
und die Peripherie einer Pupille, aufrechterhalten werden. 

Nachfolgend wird die Erfindung anhand bevorzugter 55 
Ausfuhrungsbeispiele sowie der Zeichnungen naher erlau- 
tert, auf die sie jedocfa keinesfalls beschrankt ist Dabei 
zeigt: 

Fig. 1 schematisch den Aufbau eines Operationsmikro- 
skopes gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung: 60 

Fig. 2 eine Ansicht eines oben abdeckenden Zustandes 
der Auslasskante eines Lichtwellenleiters, durch eine Ab- 
deckplatte des Operationsmikroskopes gemaB einer ersten 
Ausfuhrungsform der Erfindung: 

Fig. 3 cine Ansicht eines nicht abdeckenden Zustandes an 65, 
der Auslasskante des Lichtwellenleiters mit der Abdeck- 
platte des Or^rationsmikroskopes gemaB der ersten Ausfuh- 
rungsform der Ernndung: 
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Fig. 4 eine Ansicht eines unteren abdeckenden Zustandes 
an der Auslasskante des Lichtwellenleiters, durch die Ab- 
deckplatte des Operationsmikroskopes gemaB der ersten 
Ausfiihrungsform der Erfindung: 

Fig. 5a und 5b die Beieuchtung unter einem Winkel und 
etwa coaxiale Beieuchtung, die eingesetzt wird, um das Ein- 
fallen des Beleuchtungslichtbundels auf ein Prisma und eine 
Objektivlinse zum Operationsmikroskop gemaB der ersten 
Ausfuhrung der Erfindung zu andern: 

Fig. 6a und 6b erklaren die obere Abdeckung/vollstan- 
dige Beieuchtung und untere Abdeckung/vollstandige Be- 
ieuchtung bei einem Operationsmikroskop gemaB der ersten 
Ausfuhrungsform der Erfindung: 

Fig. 7 eine Ansicht eines oben abdeckenden Zustandes an 
einer Auslasskante eines Lichtwellenleiters durch die Ab- 
deckplatte eines Operationsmikroskops gemaB einer zwei- 
ten Ausfuhrungsform der Erfindung: 

Fig. 8 cine Ansicht des nicht abdeckenden Zustands an 
der Auslasskante des Lichtwellenleiters entsprechend der 
zweiten Ausfuhrungsform der vorliegenden Erfindung: 

Fig. 9 eine Ansicht des unten abdeckenden Zustands an 
der Auslasskante des Lichtwellenleiters durch die Abdeck- 
platte des Operationsmikroskops entsprechend der zweiten 
Ausfuhrungsform der Erfindung: 

Fig. 10 schematische den Aufbau eines Operationsmikro- 
skops gemaB einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung: 

Fig. 11 schematisch eine Ansicht einer Lichtquelle und 
einer Abbildungslinse in einem Operationsmikroskop ge- 
maB einer vierten Ausfuhrungsform der Erfindung: 

Fig. 12 schematisch den Aufbau eines Operationsmikro- 
skops gemaB einer fiinften Ausfuhrungsform der Erfindung: 

Fig. 13a und 13c Ansichten des Abdeckens einer Auslass- 
kante eines Lichtwellenleiters, durch eine Abdeckplatte des 
Operationsmikroskops gemaB einer sechsten Ausfuhrungs- 
form der Erfindung; und 

Fig. 14 schematisch den Aufbau eines Operationsmikro- 
skops entsprechend einer siebten Ausfuhrungsform der Er- 
findung. 

Nachfolgend werden Ausfuhrungsformen der Erfindung 
anhand der Zeichnungen erlautert. 

Ausfuhrungsform 1 

Fig. 1 zeigt schematisch den Aufbau eines Operationsmi- 
kroskops gemaB einer ersten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung. Das Operationsmikroskop, wie in Fig. 1 gezeigt, be- 
sitzt eine Objektivlinse 1 gegeniiber einem Auge E eines Pa- 
tienten, ein optisches Beobachtungssystem 2 mit verschie- 
denen Linsen, die endang der optischen Achse L der Objek- 
tivlinse 1 angeordnet ist, einen Ocularabschnitt (nicht ge- 
zeigt), ein optisches Beleuchtungssystem 4 mit einem 
Prisma 3, als polarisierendes optisches Element eingesetzt 
wird und neben der Oberflache der Objektivlinse 1, eine 
Lichtquelle 5 zur Emission von Beleuchtungslicht, einen 
durch ein Biindel optischer Fasem gebildeten Lichtwellen- 
leiter 6, der das Beleuchtungslicht von der Lichtquelle 5 
zum optischen Beleuchtungssystem 4 leitet und eine Ab- 
deckplatte 7. Die Abdeckplatte 7 liegt gegeniiber einer Aus- 
lasskante (Emissionskante) 6a des Lichtwellenleiters 6 und 
kann in Pfeilrichtung der Fig. 2, um eine Tragerachse 8 als 
Drehpunkt gedreht werden. Die Abdeckplatte 7 wird als 
Auslassfla^henemstellmittel eingesetzt, das durch ein zwi- 
schenschiebbares Teil mit einem oberen Teilabschnitt 7a 
und einem unteren Teilabschnitt 7b, wie in den Figuren 2 bis 
4 gezeigt, ausgcbildct ist Die Auslassflacheneinstellmittei 
besitzen ungefahr die Form des Buchstaben M V", der auf die 
linke Seite gelegt isL Anstelle der Abdeckplatte 7 kann ein 
neutraler Dichtefilter (ND) verwendet werden. 
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der ersten Ausfuhrungsform der Erfindung. Allerdings ist 
beim Operationsmikroskop der Fig, 10 die Abdeckplatte 21 
fest angeordnet und das elektromagnetische Solenoid 11, ais 
T jchtwellenleiterbetatigungsmittel, am Lichrwellenleiter 6 
befestigt. Das elektromagnetische Solenoid kann durch Be- 5 
tatigung eines FuBschaliers 12 im Operationsmikroskop in 
einen erregten oder nicht erregten Zustand gelangen. So 
wird eine relative Position zwischen der Abdeckplatte 21 
und der Auslasskante 6A des Lichtwellenleiters 6 automa- 
tisch zum oben abgedeckten/ vollstandige Beleuchtungszu- 10 
stand oder dem unten abgedeckten/ vollstandigen Beleuch- 
tungszustand unter den in Fig. 7-9 gezeigten Zustanden her- 
gestellt 

Selbstverstandlich wird, falls mehrere elektromagneti- 
sche Solenoide vorgesehen sind, der oben abgedeckte Zu- 15 
stand / Oesamtbeleuchtung / unten abgedeckter Zustand au- 
tomatisch erreicht. Bei einem Operationsmikroskop nach 
der drittcn Ausfuhrungsform der Erfindung kann cinfach, 
wie durch Betatigung des FuBsc halters 12 der abgedeckte 
Zustand, bei dem ein oberster oder unterster Teils der Aus- 20 
lassflache des Beleuchtungslichtes an der Auslasskante 6 A 
abgedeckt ist, oder der unabgedeckte Zustand an der Aus- 
lasskante 6 A eingestellt werden. So kann die erwunschte 
rote Reflexion und ein erwunschter Schattenkontrast im Bild 
des Auges E erhalLen werden. Ferner kann ein nonuales Bild 25 
des Auges E gegebenenfalls ohne die rote Reflexion und den 
Schattenkontrast betrachtet werden. 

Ausfuhrungsform 4 

30 

Fig. 11 ist eine schematische Ansicht einer Lichtquelle 
und einer Abbildungslinse in einem Operationsmikroskop 
gemaB einer vierten Ausfuhrungsform der Erfindung. Bei 
der vierten Ausfuhrungsform der Erfindung wird ohne 
Lichtwellenleiter 6 wie bei der ersten Ausfuhrungsform der 35 
Erfindung eine Abbildungslinse 31 zur Herstellung eines zu 
einem Leuchtfaden der Lichtquelle 30 entsprechenden 
Punktes vorgesehen, so daB das Beleuchtungslicht von der 
Lichtquelle 30 auf die Abdeckplatte 7 (an einem Punkt ent- 
sprechend dem Leuchtfaden) und das optische Beleuch- 40 
tungssystem 4 durch die Abbildungslinse 31 fallt. Hier wird, 
wie in den Fig. 2-4 gezeigt, die erwunschte rote Reflexion, 
der erwunschte Schattenkontrast in einem Bild des Auges E 
durch Einstellen der Position der Abdeckplatte erhalten. So 
kann ein normales Bild des Auges E gegebenenfalls ohne 45 
die rote Reflexion und den Schattenkontrast erhalten wer- 
den. 

Ausfuhrungsform 5 

50 

Fig. 12 zeigt schematisch den Aufbau eines Operations- 
mikroskops gemaB einer funften Ausfuhrungsform der Er- 
findung. Bei der funften Ausfuhrungsform der Erfindung 
wird eine Etngangsspannungssteuerung fur die an die Licht- 
quelle 5 angelegte Eingangsspannung, gemaB der Einsteil- 55 
position (zwischen geschobenen Zustand) der Abdeckplatte 
7, wie in Fig. 2-4 gezeigt, vorgesehen, so daB die von der 
Lichtquelle 5 ausgegebene Beleuchtungslichtmenge iiber 
die Eingangsspannung von der Eingangsspannungssteue- 
rung 32 eingestellt wird. 60 

Somit kann, wenn ein Teil der Ausgabeflache durch die 
Abdeckplatte 7 abgedeckt wird, eine konstante Intensitat 
des Beleuchtungslichtes auf ein Objekt, wie eine Pupillenin- 
nenseite und eine Pupillenperipherie, aufrechterhalten wer- 
den. 65 
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Ausfuhrungsform 6 

Fig. 13a und 13c sind Ansichten der Einstellung einer 
Abdeckplatte 41, die als AuslassflacheneinsteHrmttel in ei- 
nem Operationsmikroskop gemaB einer sechsten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung vorgesehen ist. In Fig. 13A-13C 
ist die Abdeckplatte 41 seitlich der Auslasskante 6A des 
Lichtwellenleiters 6 oben an der Ausiassflache der Auslass- 
kante 6A vorgesehen, und nach oben und unten, wie durch 
den Pfeil gezeigt, bewegbar. Es kann auch ein abdeckender 
Zustand einer Ausiassflache der Auslasskante 6A, herge- 
stellt durch die Abdeckplatte 41, wie durch die Schraffur ge- 
zeigt, erhalten werden. 

Beispielsweise kann, wie in den Fig. 13A-13C gezeigt, 
die Position der Abdeckplatte 41 stufenlos von der oberen 
Seite der Ausiassflache des Beleuchtungslichtes in der Aus- 
lasskante 6A bis zur unteren Seite verandert werden. Dem- 
zufolgc kann, da der abgedeckte Bcrcich der Ausiassflache 
grofier wird, das Abdecken des Beleuchtungslichtes und die 
Verringerung der Ausiassflache durchgefuhrt werden. 
Selbstverstandlich kann die Ausiassflache auch gegebenen- 
falls durch die Einstellposition der Abdeckplatte 41 gean- 
dert werden. 

So kann, wie oben beschrieben, die erwunschte rote Re- 
flexion und der erwunschte SchattenkonLrast in einem Bild 
des Auges E erhalten werden. Ferner ist ein normales Bild 
des Auges E moglich. 

Falls ein (nicht gezeigter) Betatigungsmechanismus an 
der Abdeckplatte 41 befestigt ist, kann die Abdeckplatte 41 
nach oben und unten durch den Betatigungsmechanismus 
unter Verwendung des im Operationsmikroskop vorgesehe- 
nen FuBschalters bewegt werden, wobei die Position der 
Abdeckplatte 41 automatisch und stufenlos eingestellt wer- 
den kann. 

Ausfuhrungsform 7 

Fig. 14 zeigt schematisch den Aufbau eines Operations- 
mikroskops gemaB der siebten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung. Das in Fig. 14 dargestellte Operationsmikroskop be- 
sitzt etwa die gleiche Grundstruktur wie das Operationsmi- 
kroskop nach der funften Ausfuhrungsform der Erfindung. 
Das in Fig. 14 gezeigte Operationsmikroskop umfafit die 
Abdeckplatte 41, die an einem oberen Bereich der Ausiass- 
flache der Auslasskante 6 A angeordnet ist und einen Teil des 
Beleuchtungslichtes von der Lichtquelle 5 abdeckt, wobei 
ein Einstellknopf 50 verwendet wird, urn die Position der 
Abdeckplatte 41 nach oben oder unten einzustellen, wobei 
ein Potentiometer 51 zum Detektieren der Position des Ein- 
stellknopfes 51 und ein Betatigungsmechanismus (nicht ge- 
zeigt) zur Betatigung der Abdeckplatte 41 nach oben und 
unten, um eine erwunschte Abdeckung entsprechend der 
Einstellmenge des Einstellknopfes 50 zu erhalten, vorgese- 
hen ist. 

Wenn der Einstellknopf 50 manuell betatigt wird, wird 
seine Einstellposition durch das Potentiometer 51 dedek- 
tiert Die Eingangsspannungsteuereinheit 32 stellt die an die 
Lichtquelle 5 gelieferte Spannung gemaB der Einstellung 
des Einstellknopfes 50 auf Basis der eingestellten Position, 
die durch das Potentiometers 51 dedektiert wird, ein. So 
kann die von der Lichtquelle 5 angegebene Lichtmenge ein- 
gestellt werden. 

Demzufolge ist, wie in den Fig. 13A-13C gezeigt, sogar 
dann, wenn ein Teil der Ausgangsflache der Ausgabekante 
6A des Lichtwellenleiters 6 standig durch die Abdeckplatte 
41 abgedeckt wird, um das Abdeck-Verhaltnis zu erhohen 
oder zu verringern, die Beleuchtungslichtmenge von der 
Lichtquelle 5 eingestellt, so daB eine konstante Intensitat des 
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Beleuchtungslichtes auf das Objekt, wie eine Pupilleninnen- 
seite und Peripherie einer Pupille, erhalten wird. Wie oben 
beschrieben, kann erfindungsgernaB ein Operationsmikro- 
skop geschafTen werden, durch das die Komplikationen der 
optischen Systeme vermieden werden und die Betrachtung 5 
sowohl der roten Reflexion und des Schattenkontrastes in ei- 
nem Bild eines Objektes extrem einfach erhalten werden. 

ErfindungsgernaB wird ein Operationsmikroskop vorge- 
schlagen, bei dem die Komplikation der optischen Struktur 
wie eines polarisierenden optischen Elernentes neben der 10 
Objektiviinse vermieden wird und eine Betrachtung sowohl 
der roten Reflexion als auch der Schattenkontrastes des Bil- 
des eines Objektes automatisch erhalten werden. Ferner ist 
es erfindungsgernaB moglich, die Position des Lichtwellen- 
leiters durch die Lichtwellenleiterbetatigungsmittel einzu- 15 
stellen. So wird ein Operationsmikroskop vorgeschlagen, 
bei dem eine komplizierte optische Struktur, wie ein polari- 
sicrcndcs optischcs Element neben der Objektiviinse ver- 
mieden wird, wobei die Betrachtungsweise sowohl der roten 
Reflexion als auch des Schattenkontrastes in einem Bild des 20 
Objekts sehr einfach erhalten werden, wobei auch ein nor- 
males Bild erhalten wird. 

Bezugszeichenliste 

25 

E Auge 

L optische Achse der Objektiviinse 1 

1 Objektiviinse 

2 optisches Beobachtungssystem 

4 optisches Beleuchtungssystem mit 9, 10 und 3 oder 9, 8 30 
und 3 

3 Prisma/Polarisationselement 

5 Lichtquelle 

6 Lichtwellenleiter 

6a Auslasskante (Emissionskante) des Lichtwellenleiters 6 35 

7 Abdeckplatte 

7a oberer Teilabschnitt von 7 
7b unterer Teilabschnitt von 7 

T Abdeck-Platte, die nur den oberen Abschnitt 7a der Ab- 
deckplatte besitzt, 40 
7" Abdeck-Platte, die nur den unteren Abschnitt 7b der Ab- 
deckplatte besitzt 
8* Drehachse 

8 Linse von 4 

9 erste Linse des Beleuchtungssystems 4 45 

10 zweite VergroBerungslinse von 4 

11 elektromagnetisches Solenoid 

12 FuBschalter 

21 Abdeckplatte 

22 Ofrnung von 21 gleicher Flache wie die Auslasskante 6A 50 

30 Lichtquelle 

31 Abbildungslinse 

32 Eingangsspannungssteuerung 
41 Abdeckplatte 

50 Einstellknopf 55 

51 Potentiometer 

Patentanspriiche 

1. Operationsmikroskop mit 60 
einem optischen Beobachtungssystem (2) mit einer 
Objektiviinse (1) 

einem optischen Beleuchtungssystem (4) mit einer 
AuslaBkante (6a) fur Beleuchtungslicht von einer 
Lichtquelle (5, 30), cincm Polarisarionsclcmcnt (3) 65 
zum Beleuchten des Operationsobjektes, das das Be- 
leuchtungslicht von der AuslaBkante (6a) auf die Ob- 
jektiviinse (1) entlang eines optischen Weges neben der 
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optischen Achse (L) der Objektiviinse (1) auftreffen 
lafit, und 

AuslaBflacheneinstellmitteln (7, 21, 41) neben der Aus- 
laBkante (6a) fur das Beleuchtungslicht der Lichtquelle 
(5, 30) zur Einstellung eines Bereichs der AuslaBflache 
fiir Beleuchtungslicht der AuBenkante, 
wobei die AuslaBflacheneinstellmittel (7, 21, 41) min- 
destens zwei Beleuchtungsarten aus: vollstandige Be- 
leuchtung, etwa coaxiale Beleuchtung und Beleuch- 
tung unter einem Winkel, durchfuhren konnen, wobei 
das auf das Objekt der Operation auffallende Beleuch- 
tungslicht durch die Objektiviinse (1) fallt. 

2. Operationsmikroskop nach Anspruch 1, wobei das 
AuslaBflacheneinstellmittel (7, 21, 41) ein AuslaBfla- 
cheneinstellglied gegeniiber der AuslaBkante (6a) auf- 
weist, um den Abdeckzustand zu erhalten, wobei ein 
Teil des obersten Bereichs oder des untersten Bereichs 
der Ausgangsflachc des Beleuchtungslichtes der Aus- 
laBkante (6a) abgedeckt oder unabgedeckt ist. 

3. Operationsmikroskop nach Anspruch 1, wobei das 
AusfaUflachenemstellrnittel ein AuslaBflacheneinstell- 
teil (7) aufweist, das gegenuber der AuslaBkante (6a) 
angeordnet ist und bewegt wird, um einen abgedeckten 
Zustand, bei dem ein Teil der obersten Seite oder der 
untersten Seite der AuslaBflache des Beleuchtungslich- 
tes in der AuslaBkante (6a) abgedeckt ist oder einen un- 
abgedeckten Zustand der AuslaBkante (6a) zu erhalten, 
sowie Betatigungsmittel zur Bewegung des AuslaBfla- 
cheneinstellteils. 

4. Operationsmikroskop nach Anspruch 1, wobei das 
AuslaBflacheneinstellmittel (7, 21, 41) die AuslaBfla- 
che des Beleuchtungslichtes in der AuslaBkante (6a) 
stufenlos einstellt. 

5. Operationsmikroskop mit: 

einem optischen Beobachtungssystem (2) mit einer 
Objektiviinse (1), - 

einem optischen Beleuchtungssystem (4) mit einem 
aus einem Bundel optischer Fasern gebildeten Licht- 
wellenleiter (6), der das Beleuchtungslicht einer Licht- 
quelle (5, 30) leitet und einem optischen Polarisations- 
element (3), das ein Operationsobjekt dadurch beleuch- 
tet, daB es das Beleuchtungslicht aus einer AuslaBkante 
(6a) des Liehtwellenleiters (6) uber die Objektiviinse 
(1) entlang eines optischen Weges neben der optischen 
Achse der Objektiviinse (1) auffailen lafit; 
AuslaBflachendnstellmirteln (7, 21, 41) seitlich der 
AuslaBkante (6a) des Lichtwellenleiters (6) mit einer 
Offhung entsprechend der Flache der AuslaBkante 
(6a); und 

Lichtwellenleiterbewegungsmitteln, um die AuslaB- 
kante (6a) des Lichtwellenleiters (6) zu bewegen, so 
daB ein abgedeckter Zustand, bei dem ein Teil des ober- 
sten Bereichs oder des untersten Bereichs der AuslaB- 
flache des Beleuchtungslichtes in der AuslaBkante (6a) 
abgedeckt ist oder ein un abgedeckter Zustand der Aus- 
laBkante (6a) erhalten wird. 

6. Operationsmikroskop nach einem der vorangehen- 
den Anspriiche, das ferner Eingangsspannungseinstell- 
mittel (32) fur die Eingangsspannung der Lichtquelle 
(5, 30) entsprechend der Einstellposition des AusiaB- 
flachenemstellmittels aufweist 

7. Operationsmikroskop nach irgendeinem der An- 
spriiche 1-5, das ferner Emstellrnittel zum Einstellen 
der Beieuchtungslichtrnenge von der Lichtquelle (5, 
30) entsprechend dem Abdeckzustand der AusiaBfla- 
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cheneinstellinittel (7, 21, 41) aufweist 
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